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RESUMEN
Los films de ZnO depositados por nebulización pirolítica son una buena opción como materiales semiconductores transparentes de bajo costo[1-3]. El
proceso de nebulización pirolítica conlleva la evaporación de una solución que contiene iones de Zn sobre un sustrato que se mantiene a temperatura
constante entre 350°C y 450°C. Una posibilidad para obtener recubrimientos de baja resistividad (del orden de 0.1 ohm*cm) es lograr capas
homogéneas de baja porosidad de un espesor del orden de 1 um. Por un lado, el aporte del agua facilita la disolución de mayores cantidades de sal de
zinc y por otro lado, el etanol favorece la evaporación de la solución generando menor gradiente térmico sobre el sustrato. Estos ensayos se realizaron
para determinar la proporción óptima para depositar films. Se obtuvo un incremento de la superficie cubierta y un aumento en el espesor del film pero
disminuyó su transparencia en el rango visible. También se estudio la presión del aire y la distancia de aplicación.

Serie Distancia (cm) Presion (PSI) Composición del 
solvente 
(H2O/C2H6O%) 

Tiempo de 
crecimiento 
(min) 

Serie I 2, 3.5, 5, 6.5, 8 5 25 40 

Serie II 3.5 5, 10, 15 25 40, 10, 7 

Serie III 3.5 10 0, 6, 12, 18, 25 5, 7, 10, 10, 10 

Tabla I. Parámetros usados en el proceso de crecimiento de los films. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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